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摘要(译)

本发明公开了一种半透半反式液晶面板的制备方法，包括：在所述第二
基板上涂覆第二取向层；利用所述反射层作为掩膜版，从第二基板的下
方对所述第二取向层进行光取向；从第二基板的上方对所述第二取向层
进行光取向。运用该方法可在省略掩膜工艺的情况下生成多畴液晶取向
方式的半透半反的液晶面板，工艺简单，且降低生产成本。
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